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【手続補正書】
【提出日】令和3年9月8日(2021.9.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
　請求項４に記載の基板処理装置において、
　前記第１処理ブロックは、現像処理を行う現像ブロックであり、
　前記第２処理ブロックは、塗布処理を行う塗布ブロックであり、そして、
　前記外部装置は、露光処理を行う露光装置であり、
　前記現像ブロックは、単一の現像処理層または、上下方向に配置された複数の現像処理
層を備え、
　前記塗布ブロックは、上下方向に配置された複数の塗布処理層を備え、
　前記塗布処理層の個数は、前記現像処理層の個数よりも多いことを特徴とする基板処理
装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項９】
　請求項８に記載の基板処理装置において、
　前記キャリア搬送機構は、前記第１処理ブロックの上に搭載されていることを特徴とす
る基板処理装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
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　また、上述の基板処理装置において、前記第１処理ブロックは、現像処理を行う現像ブ
ロックであり、前記第２処理ブロックは、塗布処理を行う塗布ブロックであり、そして、
前記外部装置は、露光処理を行う露光装置であり、前記現像ブロックは、単一の現像処理
層または、上下方向に配置された複数の現像処理層を備え、前記塗布ブロックは、上下方
向に配置された複数の塗布処理層を備え、前記塗布処理層の個数は、前記現像処理層の個
数よりも多いことが好ましい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　また、上述の基板処理装置において、前記キャリア搬送機構は、前記第１処理ブロック
の上に搭載されていることが好ましい。従来、キャリア搬送機構は、インデクサブロック
に対して水平方向に配置されていた。本発明によれば、キャリア搬送機構は、第１処理ブ
ロックの上に設けられている。そのため、インデクサブロックに対して水平方向に配置し
ていた従来のキャリア搬送機構の設置面積を削減することができる。すなわち、基板処理
装置のフットプリントを削減することができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　なお、第１基板搬送機構ＴＭ１は、オープナ９のキャリアＣから基板Ｗを取り出すこと
ができるが、オープナ１０のキャリアＣから基板Ｗを取り出すことができない。また、第
２基板搬送機構ＴＭ２は、オープナ１０のキャリアＣから基板Ｗを取り出すことができる
が、オープナ９のキャリアＣから基板Ｗを取り出すことができない。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　昇降駆動部６５は、２つの多関節アーム６１，６２を個別に昇降できるように構成され
ている。昇降駆動部６５は、電動モータを備えている。昇降駆動部６５は、１つの多関節
アームに対して、例えばベルトと複数のプーリを備えていてもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　また、図６において、未処理基板キャリア棚７３、空キャリア棚７４および処理済基板
キャリア棚７５は、長手部６７Ｂに沿うように、基板処理装置１の長手方向に設けられて
いる。未処理基板キャリア棚７３は、入力ポート７１に載置されたキャリアＣであって、
２つの載置台１３のいずれにも搬送できなかった未処理の基板Ｗが収納されたキャリアＣ
を載置する。空キャリア棚７４は、載置台１３で基板Ｗが全て取り出されたキャリアＣで
あって、２つの載置台４７のいずれにも搬送できなかったキャリアＣを載置する。処理済
基板キャリア棚７５は、処理済の基板Ｗが収納されたキャリアＣであって、２つの出力ポ
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ート７２のいずれにも搬送できなかったキャリアＣを載置する。処理済とは、塗布ブロッ
ク３および現像ブロック５による処理が行われていることを言う。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　また、図１，図６に示すように、載置台１３および開口部１４（オープナ９，１０）は
、塗布ブロック３側に設けられ、載置台４７および開口部４８（オープナ４５，４６）は
、塗布ブロック３側に設けられている。すなわち、載置台１３および載置台４７が向かい
合うように設けられている。これにより、載置台１３および載置台４７は、キャリア搬送
機構５１に向いて設けられるので、キャリア搬送機構５１はキャリアＣを搬送しやすくな
る。また、例えば、従来のように、ＩＤブロック２を挟んで塗布ブロック３の反対側（図
６の矢印ＡＲ１参照）に載置台が設けられる場合は、載置台１３が突出する。しかし、載
置台１３および載置台４７が向かい合うように設けられているので、載置台１３が突出す
ることを抑えることができる。そのため、基板処理装置１のフットプリントを小さくする
ことができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５２】
　（８）次に、図１８に示す基板処理装置１を説明する。図１８に示す基板処理装置１に
おいて、第１のＩＤブロック２、現像ブロック９５、第２のＩＤブロック４、第１塗布ブ
ロック９３、第２塗布ブロック９４およびＩＦブロック６は、この順番で配置されている
。
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